Dual Snap°®

CustomControlSensors

Przemyst oponiarski




Profil CCS = Dual Snap’

® Firma CCS jest prywatng wtasnoscia

= Chatsworth, CA U.S.A.
= Zarzad, produkcja i montaz
" CCS Meksyk
= Montaz
= |SO 9001:2008 & AS9100
= Zatozona w 1958, wtedy tez opatentowata
technologie Dual-Snap
= Technologia i wykonanie rozpoznawalne na

catym Swiecie
" CCS oferuje
= wysokg wartos¢ dzieki produktom i ustugom
" najwyzszg jakos¢ (>99.9%)
= Dostawy zawsze na czas
= Najwyzszg jakos¢ ustug
= “elastycznos¢ w biznesie” nie do przecenienia




CCS i przemyst oponiarski - Dual Snap®

CCS w przemysle oponiarskim HB

* Dtugie pasmo sukcesow

* wyrobiona reputacja produktow <+ SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
e wspotpraca z rynkami
* krajowym
* miedzynarodowym
» wszystkie rodzaje opon
* przewoz osob i lekkiego tadunku
* przewoz ciezkich fadunkéw
e pojazdy rolnicze
e pojazdy terenowe
e pojazdy wojskowe

e |otnictwo (ontinental >
o motocykl o The Future in Motion

€< > COOPERTIRES
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Proces produkcyjny opon T3 Dual Snap®

* Produkcja odbywa sie przy pomocy duzych automatycznych pras
» Krotkie cycle produkcyjne dzieki procesowi utwardzania

* Proces utwardzania:
* umieszczenie opony
wyjsciowej w maszynie
e umieszczenie detki w oponie
e nadanie ksztattu oponie
e wypetnienie detki powietrzem
e nadanie ostatecznego ksztattu
oponie
e spuszczenie powietrza z detki
e otwarcie prasy; wyjecie gotowej opony
 Wymagane jest wysokie bezpieczenstwo i stabilnos¢ z uwagi na wysokie
ciSnienia i temperature




Prasy utwardzajgce

* Proces utwardzania generuje wysokie
ciSnienia, ktore formujg opone

* Proces generuje tez ciepto zapoczatkowujace
reakcje chemiczng

 Gumowa detka jest umieszczana w oponie
wyjsciowej i nadmuchiwana

» Cisnienie wypetnia detke

* W celu zapewnienia bezpieczenstwa procesu, S
wymagane jest stosowanie sygnalizatorow
cisSnienia

* Sygnalizatory cisnienia w trakcie procesu pod g%
ciSnieniem ograniczajg jego wysokos¢, '
zabezpieczajgc przed niezwykle
niebezpiecznym peknieciem opony

 Formowanie bieznika nowej opony i
wykonywanie napiséw odbywa sie w
wysokiej temperaturze



e Bezpieczenstwo procesu

* Produkty CCS: 6214GB lub
zmodyfikowane serie 604G, 605G

e Ksztattowanie

e Zabezpieczenie przed podaniem zbyt
wysokiego cisnienia

e Cisnienie moze osiggngac¢ 350 psi lub
wiecej, a temperatura 300°F

* Produkty CCS: 6214GB lub
zmodyfikowane serie 604G, 605G

e Kontrola cisnienia w detce
* ogrzanie i sprawdzenie szczelnosci detki

* zabezpieczenie przed zbyt wczesnym
otwarciem prasy

* Typowy punkt nastawy to od 3 do 10 psi
* Produkty CCS: 6214GB lub
zmodyfikowane serie 604G, 605G

Opona
wyjsciowa

Forma



Urzadzenia CCS w produkcji e Dual Snap®

e QOprodznianie detki
* Oprodznianie detki w utwardzonej
oponie, aby umozliwic jej wyjecie
z formy
 Sygnalizator cisnienia
za,m;ta!owan\()na linii pod
ciSnieniem zabezpiecza jg przed
rozszczelnieniem

* Seria 604V lub 605V

przed odksztatceniem i zmiang
rozmiaru w trakcie utwardzania

e Sygnalizator cisnienia pomaga
utrzymac cisnienie wewnatrz Pl

* Proces chtodzenia
* Serie 604G, 605G lub 611G

604V - 611G



Seria 6214G an Dual Snap®

» Bazuje na sprawdzonej serii 604
» Zostata przystosowana specjalnie do produkg;ji
opon
v' Mosiezne przytacze cisnieniowe zabezpiecza przed
korozjg
v’ Boczny port utatwia czyszczenie z gumowych
pozostatosci detek

;‘:'_‘:’E-i‘:‘f‘;;&‘ v" Podwdjna membrana posiada wytrzymato$é do
e, o/l&ozgﬂr 500°F (Teflon/Poliamid oraz Teflon/wtdkno szklane)
™ . ; y
v O-ring z etylenu-propylenu posiada wytrzymatosc¢

do 400°F

v' Dostepny redundant micro-switches

| "FKEN Port

i |

/ ’ ﬁ boczny

Przychze
cisnieniowe

Mosiezne przytgcze cisSnieniowe
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6214G-Series

Dual Snap°®

* Wykorzystuje sprawdzony dysk
sprezynowy Belleville CCS Dual-Snap

* Wiele opcji okablowania
v’ do wyboru przekazniki SPDT, DPDT i double
break

Seria 6214G - Specyfikacja

» Punkty nastawy:

0.5 do 10 PSIG wzrastajace

Typowe 3 PSIG spadajgce
Zakres strefy nieaktywnej: 0.3 do 1 PSIG
Cisnienie systemu: 400 PSIG
Wytrzymatosc cisnieniowa: 500 PSIG
Zasilanie: 5A 12/250 VDC, 5A 28 VDC
Zakres temperatury medium: +40°F do +2500°f

YV VVY



Seria 6214G —

czyszczenie przytacza = Dual Snap®

T

Zaslepka AL |

/7_‘{1 - I

Podwdjna membrana

Przytgcze cisnieniowe

Zdejmowana zaslepka zabezpiecza przytgcze do cyklicznego oczyszczania.
Sygnalizator nie zadziata bez zaslepki lub jej odpowiednika na bocznym porcie.
Lokalizacja portu bocznego Opcjal

1. Zdejmij zaslepke

2. Zaczekaj az opadnie ci$nienie

3. Za’foz za$lepke ponownie.
Opcja 2

F

1. Zdejmij zaslepke

2. Usun dolne przytacze cisnieniowe

3. Przedmuchaj przytgcze boczne, powietrze uleci dolnym przytgczem
4 Za’foz zadlepke i przytacze cisnieniowe

Opcja 3

’3 .

1. Podfacz drenaz z zaworem odcinajgcym do bocznego portu
2. Cyklicznie otwieraj zawor, aby przytacze oczyscito sie
3. Zawor iinne potrzebne elementy nalezy zapewni¢ we wtasnym zakresie.




Seria 6215G

Dual Snap°®

3.10
(78, 74)!

|
i

97 |

i [t &%
PLUG (CCS P/N 63-120) \
SHOULD BE LOCATED AS 25

AS SHOWN (6.4XTvP)
&
Clean-out Port AT
Drugie przytqcze
(opcja)

Przytgcze ze stali nierdzewnej z
opcjonalnym przytgczem do
czyszczenia

v" Wykorzystuje sprawdzony pod wzgledem doktadnosci dysk
sprezynowy Belleville CCS Dual-Snap
v" Obudowa serii 6215G

NEMA 4X, IP66

* NEMA 4X: zabezpieczona przed wodg i korozj3.
* |P 66: pyto- i wodoszczelna.

Wejscia elektryczne od dotu
» Zabezpieczajg przed wnikaniem wilgoci
* Duza objetos¢ utatwia podtgczanie
v" Przyfacze ciénieniowe serii 6215G
Stal nierdzewna 300
* Kompatybilne z orurowaniem ze stali nierdzewnej
Opcja dwadch przytgczy umozliwia czyszczenie
v’ Ustawienie fabryczne; zabezpieczone przed zmiang
v Podwdjne membrany o wytrzymatos$ci temperaturowej 500°F
Teflon/Poliamid & Teflon/wtdkno szklane
v O-ring o wytrzymatosci temperaturowej 400°F
Etylen-Propylen
v Redundant micro-switches for safety
v Opcje Double Pole Double Throw (M) or Double Break (X)



Seria 6215G =* > DualSnap’

RERUT T

Specyfikacja serii 6215G

» Punkty nastawy:

0.5 do 10 PSIG wzrastajacy

Typowo 3 PSIG spadajacy
» Zakres strefy nieaktywnej: 0.3 do 1 PSIG
» Cisnienie systemu: 400 PSIG
» Wytrzymatosc¢ cisnieniowa: 500 PSIG
» Zasilanie: 5A 12/250 VDC, 5A 28 VDC
» Zakres temperatury medium: +40°F do +250°F

i Ifiﬁ'i.; i

it




Seria 604 do strefy ogolnej . Dual Snap®

604G/604P 604D 604V/604GV
* Przetwornik ci$nienia * Sygnalizator rdznicy ci$nien *  Sygnalizator prézni/ crossover
* Duze, tatwe do nastawy » Zakresy: 0.4 do 75 PSID *  Zakres prézni 604: 1 do 28.5" Hg
koto zamachowe (?) * Przytgcza z aluminium lub *  Zakres crossover 646GVE:
» Zakresy: 0.3 do 5000 PSIG stali nierdzewnej Préznia 1.5”Hg do 10 PSIG
* Mozliwos¢ duzego dopasowania *  Zabezpiecza przed préznig/
do wymagan kawitacjg

X3

*

Standard dla przemystu

Ponad 40 lat doswiadczenia i obecnosci na rynku

Wytrzymatosé temperaturowa do 400°F dzieki zmodyfikowanej membranie i o-ringom z Viton-u
Technologia dysku sprezynowego CCS Dual-Snap

Certyfikat UL — Urzadzenia kontrolne dla przemystu

X3

*

K/ K/
0.0 0.0

e

%

13



Seria 604GZM " % & Dual Snap’

el

» Bazuje na sprawdzonej serii 604
» Przystosowany do wymagan proceséw

produkcji opon
- SRUBANASTAINA v" Antykorozyjne przytacze ci$nieniowe ze stali

J-1UNPT

~ 4 OTWORY
L~ MONTAZONE 0255

nierdzewnej kompatybilne z orurowaniem

-~ PROM ENO02S

i v' Dodatkowe dolne przytacze do oczyszczania zapobiega

!

osadzaniu sie i zatykaniu przytgcza odpadami gumowymi
r e “N— SKALA ZAKRESU .. . L
s 7‘5-1 v' Podwdjna membrana (Poliamid i Viton/Dacron)
e 6 zapobiega awariom
D v" Redundant micro-switches available for safety

J,-"‘ CISNEMNIOWE 1/4 - 19 B5P . ., . L. . ]
v" Mozliwosc¢ regulacji w miejscu montazu: 1.4 — 16 psig

m | (strefa martwa 1.4 psi)

S !ﬁi':' | | &= v' Cidnienie systemu: 500 psig
i o LE i l—I—I il / Ek .
o T \ onomiczna alternatywa O O G
L".S-E:":E 1 r y O % Eﬂ' Eﬂi g g g
(TS PN 63-129) Y ‘ ,: i.l,.m_,} . _ | | ]
MALESY UMIESCIC L e - i —
LK POKATAND NA . : w ey o = " O 0
RYSLNKLU V- 1ERET E RS : La; ) ? L_‘(t'f |
5 = E": 5 | -
Przytqcze do
oczyszczania Przytqcze cisnieniowe z Schemat Double pole -
przytgczem do czyszczenia Double Throw

(wersja “M”)



Seria 611 ~ 5 Dual Snap

» Technologia CCS Dual-Snap
w wykonaniu ekonomicznym
» NEMA: 4, 13 & IP65
» Zatwierdzenia UL & CSA oraz ATEX &
|[ECEx— Sira

b — ] 55—

| / 3 LUENE PREEWODTY (167)
=

~ PRECACTE ELEKTRYCENE

f_ T / 1214 NPT

T

F TABLICTKA

/ ZHAMIDNOWA 611G 611V

* Stosowanie w . )
| e Stosowanie w strefie

. | strefie ogdlnej ‘Inei
—t «  Zakres: 0.75 do 180 ogomne)
Sygnalizacja prézni

@

a,.1%

| o Zakres: 1.5 to 28.5” H

‘ *  Malty profil akres: 1.5 to 28.5” Hg
* Przytaczaz

L—-—.—

Maty profil

e . Przytacza z aluminium
1 aluminium lub stali o :
. ) lub stali nierdzewnej
PRITEACTE CISNENIDWE nlerdzewnej
14 - 18NPT

1-_I|='__1
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Technologia sygnalizacji CCS

Serce teChnOIOgii System sprezynowy
Precyzyjny dysk sprezynowy Belleville staje sie ° [

. s . .. Sprezyna helical
wklesty przy nastawionym cisnieniu i powraca \

do stanu wyjsciowego, kiedy cisnienie spadnie 9
System nastawy

Dysk sprezynowy

Dysk sprezynowy przeksztatca cisnienie w naciskea»
Precyzyjna nastawa dzieki sprezynie helical C -

__—— Element
przetaczajgcy

ciSnienie osigga nastawiong wartos¢

= Aktywuje lub dezaktywuje mikroprzetgcznik
= Catkowity ruch elementow sygnalizatora nie
przekracza ~0.010” (0.25 mm)

Dysk sprezynowy reaguje w momencie, gdy G

- System nastawy

Y .
B Hii4

=
[ ]

=

-

—

v

;

. Membrana

Sygnalizator jest w pozycji “ON” lub “OFF”

= Nie posiada czesci ruchomych za wyjatkiem tych
b’ryskawicznego prze’chzenia Mechanizm dziatania dysku

= Czas przetaczania: <1ms sprezynowego Dual Snap

= No “teasing” of electrical contacts

= “Hard stop” zabezpiecza przed przekroczeniem cisnienia maksymalnego

b —
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Wyzwania dla urzadzen CCS 2, Dual Snap®

Bl

Dysk sprezynowy Dual Snap w sygnalizatorach CCS aktywuje lub dezaktywuje
mikroprzetqcznik natychmiast, gdy cisnienie osigga wartos¢ nastawy

Inne wykonania opierajg sie na systemie “sledzenia” lub wartosci dodatniej

= Zawierajg membrane, Bellows, rurke Bourdona lub ttok sprezynowy

= System jest w ciggtym ruchu i trybie pracy

Elementy czute dysku sprezynowego CCS oraz elementy elektryczne pozostajg
w spoczynku do czasu ich aktywacji lub dezaktywacji poprzez wartosc cisnienia.

v Nie zuzywajg sie przedwczesnie
e Dtuga zywotnos¢ (ilos¢ cykli)
e Dtuga zywotnosc sprezyny = > 1 milion cykli

v Powtarzalnoéé: £ 1% punktu nastawy S e WaROST
v' Odpornos$¢ na wibracje do 40 g przy 3,000 Hz ) | wstenezs
* No contact chatter {f A ﬁ
v Odporngsc na ws'trzqsy do 250 g % - |
v" Pump Ripple Resistant > DYSK SPREZYNOWY
;. . cs e 5% ,DUAL SNAP
v Odpornosc Na |mpulsy cisnienia o | SILA NACISKU VS. CZAS PODROZY
v' Odpornos$¢ na temperature CZAS  => -oow
PRZEBIEGU

11/3/2017 17



Mechanizm sygnalizacji L% Dual Snap’

Inne: CCS:
*Stata wartos¢ nastawy urzadzenia ¢Dysk sprezynowy “DualSnap”
*Mechanizm sygnalizacji * Mechanizm sygnalizacji
* Bellows . . .
*Precyzyjna sprezyna Belleville
* membrana _ o
« rurka Bourdona *Urzadzenie nieliniowe
* ttok sprezynowy *Zmiana cisnienia procesu =
*Liniowosc nacisk na sprezyne, ale brak
eZmiana cisnienia procesu ruchu
= jednostajny ruch * Kiedy nacisk cisnienia przekracza
*Zmiana w ruchu prowadzi wytrzymato$é sprezyny = aktywacja
do aktywaq'l.l *Kiedy nacisk ci$nienia < wytrzymatosci
dezaktywacji sprezyny = dezaktywacja

*“Przeskok” - aktywacja & “przeskok” -
dezaktywacja = dual snap

18



Inni vs. CCS

2 Dual Snap°®
ReROT

Inne urzadzenia o statej nastawie

Urzadzenia CCS “DualSnap”

Zmiana punktu nastawy (dryft)

zmienny = ciggfa rekalibracja
* wptyw pozycji mikroprzetgcznikdéw zaleznych
od mechanizmu przetgczania
* wplyw wilgotnosci & temperatury
* Linkages used to adjust micro-switch
relative to sensing mechanism
* Linkage wear relocates electrical causing
set point change

stabilny: “nastaw & zapomnij”

v’ brak zalezno$ci miedzy elementem czutym &
mikroprzetgcznikiem

v' wykonanie eliminujgce wptyw wilgotnosci & temp.

v No linkage required to adjust micro-switch relative
to sensing mechanism

v' powtarzalnos¢: £ 1% punktu nastawy

Wptyw wibracji

Powodujg przeskoki

* Dynamiczne tacze bezposrednio do

mikroprzetgcznika
* wibracje blisko punktu nastawy powoduja
powstanie btednych sygnatow

* Elektryka oraz linkage montowane na sprezynie
* rezonans powoduje wibracje sprezyny lub
linkage powodujgce przeskoki
mikroprzetacznikéw

Btyskawiczna (< 1 ms) aktywacja/dezaktywacja
mikroprzetgcznikéw tylko w danym momencie
v' Izolacja mikroprzetacznikdéw od przytaczy
v No “teasing” of electrical contacts
v/ Odpornos¢ na wibracje do 20 g przy 3,000 Hz
e Brak przeskokdow
v' Odporno$é na wstrzasy do 250 g
v' Pump ripple & impulse pressure resistant



BRI

Inne urzadzenia o statej nastawie = Urzadzenia CCS “DualSnap”

Skoki cisnienia (majgce wptyw na doktadnos¢ punktu nastawy)

Wptyw cisnienia na mechanizm po Tzw. “twardy stop” w czasie aktywacji/

jego zadziataniu. dezaktywacji ostabia potencjaft cisnienia

* Deformacja powodujaca dryft v Brak elementéw mogacych ulegaé¢ deformacji

* Sprezyny ttokowe sg mechanicznie v' Tzw. “twardy stop” zapobiega wszelkim mozliwym
odksztatcane przez wysokie cisnienie. uszkodzeniom po aktywacji

Zywotnos¢ (ilosé cykli)

Ograniczona > 1 million cykli

* Ciggty ruch mechanizmu i mikroprzet. v" Mechanizm i mikroprzetaczniki pozostajg w

* Mechanizm bazujacy na czasie przebiegu spokoju do czasu aktywacji przez cisnienie.
mikroprzet. i linkages (0.040”) v mechanizm zuzywa 0.010” czasu przebiegu mikro-

* Ciagta korekcja punktu nastawy powoduje przetacznika i linkage

wiekszy ruch i zuzycie mechaniczne. v’ Brak korekcji = brak ruchu i mechanicznego zuzycia.

* Przeskoki skracajg zywotnos¢ v’ Brak elementéw ruchomych za wyjatkiem czasu

mikroprzetgcznikow aktywacji/ dezaktywacji

*  Wzrost ilosci btednych przeskokéw v" Brak przeskokéw = brak przedwczesnego zuzycia

ZU



Dual Snap°®

Pytania?

Szczegdtowych informacji udzieli:

REKORD S.A.

office@rekordsa.pl

rekordsa.pl Rekord SA
mierzymysypkie.pl

sierrainstruments.pl

tel. 22 759 85 88 lub 98
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